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PICA-Shear Scherpiezoaktoren — kompakte Mehrachssysteme

verflugbar.

cheraktoren sind mit Standard-Querschnitten von 3

B Kompakte Mehrachsen-Aktoren
B X-, XY-, XZ- und XYZ-Versionen

B Hohe Resonanzfrequenzen
B Sehr zuverlassig: >10° Zyklen

B Ideal fiir Rastermikroskopie (AFM, SPM)

B Pikometer-Auflosung / Sub-ms Ansprechzeit
B UHV-kompatible Versionen bis 10° hPa

H Optionen: Unmagnetische Versionen, Apertur

PICA-Shear Scherpiezoaktoren
sind extrem kompakt und
erlauben Sub-Nanometer Auf-
I6sung, schnellste Ansprech-
zeiten und hohe Stellkrafte.
Ausfliihrungen mit ein, zwei
und drei Achsen sind erhalt-
lich. Sie eignen sich u.a. auch

Anwendungsbeispiele

m Nanopositionierung

m Prazisionsmechanik /
-Fertigung

m Aktive Schwingungs-
dampfung

m Halbleiterfertigung /
Testsysteme

m Lasertuning

m Rastermikroskopie

m Schaltanwendungen

m Scanning-Anwendungen
m Mikroschritt-Motoren

m Nanotechnologie

Weitere Beispiele siehe
S.15

1-24

flr Scananwendungen, z.B. in
der Rastermikroskopie, oder
als motorische Antriebe.

Hohe Steifigkeit und grof3e
Auslenkungen

PICA-Shear Scherpiezoaktoren
sind sehr steif in Bewegungs-
richtung und senkrecht dazu.
Sie basieren auf dem Scher-
Piezoeffekt und ermdoglichen
etwa den doppelten Stellweg
vergleichbarer Axialaktuatoren.
Dadurch sind geringere Bau-
grofBen und héhere Resonanz-
frequenzen maglich, was sich
u.a. in reduziertem Leistungs-
bedarf ausdriickt.

Hohe Zuverlassigkeit und
Dynamik

PICA-Shear Aktoren wurden
speziell fir den industriellen
Dauerbetrieb mit hochsten An-
forderungen an die Lebens-
dauer entwickelt. Dauertests
mit PICA-Shear Aktoren haben
gezeigt, dass auch nach meh-
reren Milliarden Zyklen keine
Leistungseinbul3en auftreten.
Die Kombination aus relativ

hoher Auslenkung und gerin-
ger elektrischer Kapazitat er-
moglicht hervorragende dyna-
mische Eigenschaften bei mini-
miertem elektrischen Leis-
tungsbedarf.

Flexibilitat / kurze Lieferzeiten

Alle Fertigungsprozesse bei PI
sind auf Flexibilitdt und kurze
Lieferzeiten ausgerichtet. Weil
die piezoelektrischen Materi-
alien im Hause entwickelt wer-
den, konnen auch Sonderaus-
fihrungen zu einem sehr
attraktiven Preis angeboten
werden. Folgende Modifikati-
onen sind moglich:

m Vakuumkompatible
Versionen (10° hPa)

m Unmagnetische Aus-
fihrungen

m Endstlicke: Metall, Keramik,

Glas, Saphir etc.

Langentoleranzen bis zu

0,02 mm

m Oberflachenglite bis
optische Qualitat

m Sonderabmessungen

m Spannungsbereich / Aus-
lenkung

m Belastbarkeit / Kraft-
erzeugung

m Temperaturbereiche:
bis fllissig He

m Kombinantion mit Piezo-
Schersensoren (kein
pyroelektrischer Effekt)

Verstarker und Controller

Das Verstarkermodul E-507.36
(s. S. 6-23) wurde speziell fur
Pica-Shear-Aktoren entwickelt.
Weitere hochauflosende Ver-
starker und Regelelektroniken
finden Sie im Kapitel ,Piezo-
elektronik”, S. 6-8 ff.

Montagehinweise siehe S. 1-48.
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Technische Daten / Bestellnummern

Bestellnummer

P-111.01
P-111.03
P-111.05
P-121.01
P-121.03
P-121.05
P-141.03
P-141.05
P-141.10
P-151.03
P-151.05
P-151.10

P-112.01
P-112.03
P-122.01
P-122.03
P-122.05
P-142.03
P-142.05
P-142.10
P-152.03
P-152.05
P-152.10

P-123.01
P-123.03
P-143.01
P-143.03
P-143.05
P-153.03
P-153.05
P-153.10

P-153.10H

P-151.03H

P-151.05H
P-151.10H

Aktive
Achsen

X X X X X X X X X X X X

XYz
XYz
XYz
XYz
XYz
XYz
XYz
XYz

XYz

X

X
X

Stellweg
[pm]
-10/+20%

—‘U‘!(.\)SU‘IWU‘!OO—\U'IW—\

o

1x1
3x3
1x1
3x3
5x5
3x3
5x5
10 x 10
3x3
5x5
10 x 10

Tx1x1
3x3x3
Tx1x1
3x3x3
5x5x5
3x3x3
5x5x5
10 x 10 x 10

10 x 10 x 10

3

5
10

Querschnitt
AxB/
ID [mm]

3x3
3x3
3x3
5x5
5x5
5x5
10 x 10
10 x 10
10 x 10
16 x 16
16 x 16
16 x 16

3x3
3x3
5x5
5x5
5x5
10x 10
10x 10
10 x 10
16 x 16
16 x 16
16 x 16

5x5
5x5
10 x 10
10 x 10
10 x10
16 x 16
16 x 16
16 x 16

16 x 16/ 10

16 x 16/ 10

16 x16/10
16 x 16/ 10

Lange L
[mm] =0,3

3,5
5,5
7.5
3,5
5,5
7,5
5,5
7,5
12

55
7.5
12

9,5

9,5
14
9,5
14
23
915
14
23

7,5
15,5
7,5
15,5
23
15,6
23
40

40

55

7.5
12

Resonanzfrequenz gemessen bei 1 Vpp, Kapazitdt gemessen bei 1 Vpp, 1 kHz.
Piezokeramiktyp: PIC 255
Betriebsspannungsbereich: -250 V bis +250 V
Betriebstemperaturbereich: -20 bis +85 °C

Standardendstiicke: Keramik
Standardanschlisse: 100 mm lange Teflonlitzen

Mégliche Modifikationen: Integrierte Piezo-Kraftsensoren, Vakuum- und unmagnetische Ausfiihrungen, Apertur etc.

Sonderausfiihrungen und andere Spezifikationen auf Anfrage.

Max. Scher-
belastung
[N]

20
20
20
50
50
40
200
200
200
300
300
300

20
10
50
40
30
200
100
50
300
300
100

40
10
200
100
50
300
100
60

20
200

200
200

Piezo

Axiale
Steifigkeit
[N/pm]

76
45
32
210
130
89
500
360
230
1.300
910
580

51
26
140
73
49
290
200
120
740
500
310

89

44

360
180
120
450
300
170

120
890

630
400

Nano - Positioning

Kapazitat
[nF] x20%

0,5
1,5
2,5
1.4
4,2
7
17
28
50
43
71
130

0,56x0,5
1,5x1,5
1,4x1,4
4,2 x4,2
7x7
17 x 17
28 x 28
50 x 50
43 x 43
71x71
130 x 130

14x1,4x%x29
42x4,2x7,3
5,6 x5,6 x 11
17 x 17 x 29

28 x 28 x 47

43 x 43 x 73

71 x71x 120
130 x 130 x 230

89 x 89 x 160

30

49
89

Resonanz-
frequenz
[kHz]

363
215
153
363
215
153
215
163
97

215
153
97

242
125
242
125
85
125
85
51
125
85
51

153
75
153
75
50
75
50
29

29
215

153
97

Pl

Piezo-Nano-
positioniersysteme

Aktive Optik /
Piezokippspiegel

Tutorium: Nanoposi-
tionieren mit Piezos

Kapazitive Sensoren

Piezoelektronik

Hexapoden /
Mikropositionierung

Faserpositionierung

Motorsteuerungen

Piezomotoren /
Stelltische
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